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角度转动, 如 1999 年加州大学电子工程系研究出的
2×2 自应力驱动微光开关，其工作电压只需要 20V，
MEMS 光开关的静电驱动技术
A Technology on Electrostatic Actuators of MEMS Optical Switch
厦门大学机电工程系（福建厦门 361005）林 静 黄元庆
摘要：本文主要介绍MEMS光开关 4 种静电驱动的不同结构，及其各自在光开关性能上的优势与不足，
这对 MEMS 光开关的设计研究具有参考价值。
Abstract: This paper shows the structures of the four electrostatic actuators of MEMS optical switches, and in-
troduces their advantages, disadvantages, and their application. It will help researches on optical switch to some extent.
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2 四种静电驱动结构分析
1 引言














































2.4 SDA（scratch drive actuator）
图 3（a）为 SDA 的结构图，图 3（b）~（e）为
在上平板与基片之间施加一矩形脉冲，SDA 的位移
变化的全过程。




































图 3 SDA 驱动器结构及运动模型
























上述 4 种静电驱动式的 MEMS 光开关的性能比
较如表 1 所示。
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表 1 静电驱动 MEMS 光开关性能比较
静电驱动形式 悬臂梁驱动 扭臂驱动 梳状驱动 SDA 驱动
驱动电压 可达 18V 可小于 15V <30V 可达 9V 可达 80V
开关阵列规
模
适 合 二 维 开
关阵列
适 合 二 维，
三维开关阵
列




易 于 实 现 大
的开关阵列
开关速度 < 0.85ms <1ms 0.5~4ms 可达 0.5ms
插入损耗 小 小 小 偏大
缺点




缺 乏 横 向 稳
定性；工作频
率 受 到 谐 振
频率影响，使
得 开 关 速 度
受到限制，微
镜 平 动 位 移
也有限
其 驱 动 器 与
衬 底 之 间 的
静 摩 擦 力 往





有 大 的 移 动
范围，可使镜
子 与 衬 底 呈
90° ；在驱动
过程中，驱动
器 与 衬 底 之
间无接触








移 动 位 移 精
确
4 结论
3 静电驱动 MEMS 光开关性能比较
